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摘要(译)

制造用于表面增强拉曼光谱（SERS）的金属纳米颗粒嵌入增强基板的方
法，包括将金属纳米颗粒离子注入到基板中并蚀刻基板以部分地暴露金
属纳米颗粒。所得材料可用作SERS基底，用于通过表面增强拉曼光谱检
测吸附在其上的分子。
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